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1 . Dieser Internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der intemationalen vorlaufigen PrQfung 
beauftragten Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 ubermittelt 


2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieBHch dieses Deckblatts. 


13 AuBerdem llegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
undybder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, undybder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum 
PCT). 

Diese Anlagen umfassen insgesamt 2 Blatter. 


3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 


I 


Grundlage des Bescheids 

II 

□ 

Prioritat 

III 

□ 

Keine Erstellung elnes Gutachtens Qber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 

IV 

□ 

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

V 


Begrundete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur StQtzung dieser Feststellung 

VI 

□ 

Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

VII 

□ 

Bestimmte Mangel der intemationalen Anmeldung 

VIII 

□ 

Bestimmte Bemerkungen zur intemationalen Anmeldung 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/000 87 

I. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der intemationalen Anmeldung (Ersatzblatter die dem AnmeldramtaHfvin* 
Aufforderung nach Artikel Uhin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses BerlZTaTs^^ 
e,ngere l cht°unds,nd,hm n,cht beigefugt, weilsie keine Anderungen enthalten (Regeln W.ieS^ 


Beschreibung, Seiten 

1-9 

Anspruche, Nr. 

1-9 


in der ursprunglich eingereichten Fassung 

eingegangen am 20.01 .2004 mit Schreiben vom 15.01 .2004 


Zeichnungen, Blatter 

1/e " 2(2 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behdrde in der Sorache in rw 

2£3£^5fi & 5SSS? dW SPraChK ZUr Verf ° 9Un9 bzw ' dfes - S <™«<° 

D ?nJch P Reg h e e | ^wF**™ 3, "* ** intema,ionalen R«heiDhe eingereicht wcrden 1st 

O die Verfirfentlichungssprache der intemationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

3. Hinsichtlich der in der intemationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosaureseauen,. tet Hio 
.nternatoonale vorlaufige PrQfung auf der Grundlage des SequenzpiT**^^ ISt d ' e 

□ in der intemationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 
zusammen mit der intemationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 
bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 
bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

™ LfU dan,n9, d t B uH S na f htr§ g |ich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der .ntemationalen Anmeldung im AnmeldezeitpuKkt hinausgeht" wurdl vorgelegt 

i?que& schriftiichen 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 


□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
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5. □ Dieser Bericht 1st ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden da diese aus H Pn 

angegebenen GrQnden nach Auffassung der Behorde uber den Offlnbarungsgehart inder Srtnalich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). •H*»y«n««i in aer ursprungncn 

( bJlzMg e T) Stter ' ^ S ° ,Che Anderur, 9 en fallen, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sfe sind diesem Bericht 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatiokeit ,.nd h„ 
gewerblichen Anwendbarkelt; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dYeseJ ^KSSSfcSg 

1- Feststellung 
Neuheit (N) 


Erfinderische Tatigkeit (IS) 
Gewerbliche Anwendbarkelt (IA) 


Ja: Anspruche 1 
Neln: Anspruche 
Ja: Anspruche 1 
Neln: Anspruche 
Ja: Anspruche: 1 
Nein: Anspruche: 


2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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^SS^; Internationales Aktenzeicn^n^ PCT/EP03/00087 
Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Die englischsprachige Zusammenfassung des Dokuments JP-A-63 281 441 zusammen 
mit den Zeichnungen des Dokuments JP-A-63 281 441 (= Dokument D1) wird als 
nachstliegender Stand der Technik gegenuber dem Gegenstand des Anspruchs 1 an- 
gesehen. Es offenbart (die Verweise in Klammem beziehen sich auf dieses Dokument): 

Verfahren zur Maskierung von ersten Ausnehmungen (linke Ausnehmung in Fig. 2 (b)) 
einer Struktur mit einem groBen Aspektverhaltnis aus einer Menge von Ausnehmungen 
(linke und rechte Ausnehmung in Fig. 2 (b), siehe auch Fig. 1) mit unterschiedlichen 
Aspektverhaltnissen, mit folgenden Schritten : 

- auf die Struktur wird eine Fullschicht (24) aufgebracht, wobei die Fiillschicht (24) in 
der Weise aufgebracht wird, dass sich in ersten Ausnehmungen mit einem groBen 
Aspektverhaltnis ein Hohlraum (25) ausbildet, 

- die Fullschicht (24) wird bis in den Bereich des Hohlraums (25) abgetragen, (da die 
Fullschicht mittels des Atzvorgangs komplett aus der Ausnehmung mit dem groBen 
Aspektverhaltnis entfernt wird, wird vomer ein Zwischenstadium erreicht, in dem die 
Fullschicht bis in den Bereich des Hohlraums abgetragen wurde) 

- in einem Atzvorgang wird die Fullschicht (24) abgetragen, wobei der Atzvorgang auch 
in dem Hohlraum (25) angreift und aufgrund des Hohlraums (25) die Fullschicht (24) 
schneller aus der ersten Ausnehmung als aus Ausnehmungen ohne Hohlraum entfernt 
wird, wobei nach dem Entfernen der Fullschicht (24) aus der ersten Ausnehmung der 
Atzvorgang gestoppt wird (siehe insbesondere Fig. 2 (d)). 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher von diesem bekannten 
Verfahren dadurch dass 

- der Schritt, in dem die Fullschicht bis in den Bereich des Hohlraums abgetragen wird 
wird mittels eines planaren Abtrageprozesses ausgefiihrt, wobei die Fullschicht bis zu ' 
einem festgelegten Abstand uber der Oberflache der Stege abgetragen wird. 

- und wobei der festgelegte Abstand so gewahlt ist, dass die Stege im Bereich einer 
Ausnehmung mit einem kleinen Aspektverhaltnis beim Atzvorgang nicht unteratzt 
werden. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33 (2) PCT). 
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'C^^UFIGER Internationales Aktenzeic^^ 


^S^SSir '""^ AM " J ^03/00087 

Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somlt darin gesehen 
werden, sicherzustellen, dass nur Ausnehmungen mit einem groBen Aspektverhaltnis 
freigelegt werden. 

Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung fur diese Aufgabe vorgeschlagene 
Losung beruht aus den folgenden Grunden auf einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 
33(3) PCT): 

Es gibt im Stand der Technik keinen Hinweis darauf, die Fiillschicht zuerst mit einem 
planaren Abtragungsprozess und anschlieBend mit einem Atzvorgang zu entfemen. 
AuBerdem scheint im Dokument D1 eine Unteratzung der Stege im Bereich der 
Ausnehmungen mit einem kleinen Aspektverhaltnis durchaus erwunscht zu sein, so 
dass auch aus diesem Grund eine Modifikation des in Dokument D1 offenbarten 
Verfahrens im Sinne des vorliegenden Anspruchs 1 nicht naheliegend ist. 
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Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Maskierung von ersten Ausnehmungen (1) einer 
Struktur (4) mit Stegen (4) mit einem grolien Aspektverhaltnis 
aus einer Menge von Ausnehmungen (1,2) mit unterschiedlichen 
Aspektverhaltnissen, insbesondere einer Halbleiterstruktur, 
mit folgenden Schritten: 

- auf die Struktur. (1, 2, 4) wird eine Fullschicht <5) aufge- 
bracht, 

wobei die FUllschicht (5) in der Weise iiber eineh 
festgelegten Abstand uber die Stege (4) hinaus aufgebracht 
wxrd, dass sich in ersten' Ausnehmungen (1) mit einem grofien 
Aspektverhaltnis ein Hohlraum (6) ausbildet, 

- die Fullschicht (5) wird mit einem planaren Abtrageprozess 
bxs in den Bereich des Hohlraums (6) abgetragen, wobei die 
Fullschicht (5). bis zu dem festgelegten Abstand uber der 
Oberflache der Stege (4) abgetragen wird, 

- in einem Atzvorgang wird die Fullschicht (5) abgetragen, 
wobei der Atzvorgang auch in dem Hohlraum (6) angreift und 
aufg.rund des Hohlraums . (6) die . Fullschicht (5) schneller aus 
der ersten Ausnehmung (1) als aus Ausnehmungen (2) ohne Hohl- 
raum (6) entfernt wird, wobei nach dem Entfernen der Full- 
schicht (5) aus der ersten Ausnehmung (1) der Atzvorgang ge- 
stoppt wird, wobei der festgelegte Abstand so gewahlt ist, 
dass die Stege (4) im Bereich einer Ausnehmung (2) mit einem 
kleinen Aspektverhaltnis beim Atzvorgang nicht unteratzt 
werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
als Atzverfahren ein isotropes Atzverfahren verwendet wird. • 

3. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 oder 2, dadurch ge- 

o kennzeichnet, dass die StruJctur (1, 2> 4) Stege. (4) aufweist, 
dass auf. die. Oberflache der Stege (4) eine Opferschicht (12) 
vor dem Aufbringen der Fullschicht (5) aufgebracht wird. 


5 


0 
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4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, als planarer Abtrageprozess ein chemisch- 
mechanisches Polierverf ahren verwendet wird. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass 
der festgelegte Abstand grofier als die zweifache maximale 
Dicke (fi) des Fullmaterials (5) zwischen einem Hohlraum (6) 
und der Struktur (4, 3) gewahlt ist. 

6* Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Struktur (1, 2, 4) aus einem Silizium- 
wafer (3) herausgebildet wird. 

7. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch ge-. 
kennzeichnetf dass als Fullschicht (5) Siliziumoxid mit einem 
TEOS-Prozess abgeschieden wird, 

8. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 7, dadurch ge- 
kennzeichnetf dass. als Opferschicht (12) Siliziumoxid abge- 
schieden wird, 

9. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Fullschicht (5) ttber einer ; 
Ausnehmung (2) mit einem kleinen Aspektverhaltnis bis vaber 
die ■ Hohe des Hohlraums (6) aufgebracht wird* 


